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RF/DC Sputter Kaplama Sistemi
Kabul Protokoll Kriteleri

Cihaz: RF/DC Sputter Kaplama Sistemi

Bu protokol, sistemin kurulum sonrasi yapilacak Site Acceptance Test (SAT) kapsaminda degerlendirilecek test ve kontrol
kriterlerini icermektedir.

1. GENEL KURULUM KONTROLLERI

- Sistem bilesenlerinin eksiksiz teslimi ve hasarsiz kurulumu

- Elektrik, vakum, su sogutma, hava ve gaz baglantilarinin eksiksiz yapilmasi

2. DONANIM VE GUVENLIK KONTROLLERI

- Vakum sistemlerinin test edilmesi

- Gaz sistemleri, MFC'ler ve vanalarm galisirligi ve sizdirmazlik testi

- Giivenlik sistemlerinin testi: asir1 basing valfi, acil durdurma, kap1 interlock’lar1

- Tim sensorlerin, valflerin ve pompalarm ¢aligirligi (iyonizasyon, Baratron vb.)

3. PERFORMANS DOGRULAMA TESTLERI

- Nihai vakum degeri: <5 x 1077 mbar

- Film kalinlik homojenligi: £3% ‘den iyi

- Dual quartz kalinlik sensdrti ile kalibrasyon ve es zamanli 6l¢iim testi

- 4 magnetron hedef kaynaklarinin bagimsiz galistirilmasi ve su sogutmast

- 800°C’ye kadar PID kontrollii substrat 1sitma sisteminin dogrulugu (=1 °C)

- Substrat rotasyonu ve Z-Shift (25 mm) hareket testleri (0—30 rpm aras1)

4. YAZILIM VE OTOMASYON TESTLERI

- PLC kontrol ekranlarinin testi

- Otomatik vakum, vent, film kalinlik izleme, sicaklik, basing ve gaz kontrolii

- Kullanici araylizii: recete olusturma, veri kaydi, grafik analiz ve CSV disa aktarma
- Kullanici seviyeleri ve sifreli girig sisteminin kontrolii

- Sistem kullanimi, bakim prosediirleri ve yedek parga bilgileri dokiimantasyonunun teslimi




